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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ノズル形成面に、第１の液を吐出する第１のノズル列と、第２の液を吐出する第２のノ
ズル列とが並設されている液体噴射ヘッドと、
　前記ノズル形成面に対して接触可能に設けられ、前記ノズル形成面を払拭するワイパー
と、
　前記液体噴射ヘッドが被液体噴射材に前記液を噴射する液体噴射実行領域の側方に位置
する回復処理領域において、前記ワイパーの接触動作と、該ワイパーと前記液体噴射ヘッ
ドの前記ノズル列と交差する方向における相対移動動作とを組み合せて実行される払拭動
作を制御する制御部と、を備える液体噴射装置であって、
　前記制御部は、前記ワイパーが前記第１のノズル列と第２のノズル列との間の位置を払
拭開始位置として該払拭開始位置に前記ワイパーを接触させ、前記相対移動の一方向への
移動によって該ワイパーが前記ノズル形成面の該払拭開始位置より前記液体噴射実行領域
に近い領域に移動する一方向の払拭を実行し、次いで前記ワイパーを前記払拭開始位置に
再度接触させ、前記相対移動の他方向への移動によって該ワイパーが前記ノズル形成面の
該払拭開始位置より前記液体噴射実行領域から離れた領域に移動する他方向の払拭を実行
するように構成されていることを特徴とする液体噴射装置。
【請求項２】
　請求項１に記載された液体噴射装置において、
　前記制御部は、前記ワイパーの非接触位置から接触位置への移動に合わせて、前記ワイ
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パーと前記液体噴射ヘッドの前記ワイパーの払拭開始位置への相対移動を実行し、前記ワ
イパーが前記ノズル形成面に当接した時の前記相対移動の移動方向によって前記ノズル形
成面に当接した時のワイパー先端部の撓み姿勢を制御するように構成されていることを特
徴とする液体噴射装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載された液体噴射装置において、
　前記相対移動方向において、前記ワイパーの先端部の前記ノズル形成面に当接する上面
の幅は、該先端部以外の部分より前記相対移動方向の両方向に広く、前記第１のノズル列
と第２のノズル列との間の距離より狭いことを特徴とする液体噴射装置。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれか１項に記載された液体噴射装置において、
　前記相対移動方向において、前記ワイパーの先端部の幅は、前記第１のノズル列と第２
のノズル列との間の距離より狭く、該先端部の前記ノズル形成面と対向する部位に凹部が
形成されていることを特徴とする液体噴射装置。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか１項に記載された液体噴射装置において、
　前記払拭動作後のワイパーの退避位置に前記払拭動作後のワイパーに摺接する拭き取り
部材と、前記拭き取り部材に洗浄液を供給可能な液槽と、を有し、該ワイパーを洗浄する
洗浄機構が設けられていることを特徴とする液体噴射装置。
【請求項６】
　液体噴射ヘッドのノズル形成面に設けられている第１のノズル列と第２のノズル列の間
に位置する払拭開始位置に退避状態のワイパーが位置するように該液体噴射ヘッドを相対
移動させる第１移動工程と、
　前記ノズル形成面の前記払拭開始位置に向けて前記ワイパーの先端部を前記払拭開始位
置に当接させる第１ワイパー当接工程と、
　前記液体噴射ヘッドを相対移動方向における一方向に移動させて第１のノズル列の存す
る側のノズル形成面を接触している前記ワイパーで払拭する第１払拭工程と、
　前記第１払拭工程後に前記ワイパーを退避させる第１ワイパー退避工程であって、該ワ
イパーを退避させる際に洗浄する洗浄工程を含む第１ワイパー退避工程と、
　前記ノズル形成面の前記払拭開始位置に退避状態の前記ワイパーが位置するように該液
体噴射ヘッドを相対移動させる第２移動工程と、
　前記ノズル形成面の前記払拭開始位置に向けて前記ワイパーの先端部を前記払拭開始位
置に当接させる第２ワイパー当接工程と、
　前記液体噴射ヘッドを相対移動方向における他方向に移動させて第２のノズル列の存す
る側のノズル形成面を接触している前記ワイパーで払拭する第２払拭工程と、
　前記第２払拭工程後に前記ワイパーを退避させる第２ワイパー退避工程であって、該ワ
イパーを退避させる際に洗浄する洗浄工程を含む第２ワイパー退避工程と、を備えている
ことを特徴とする液体噴射ヘッドのノズル形成面の払拭方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ノズル形成面に、第１の液を吐出する第１のノズル列と、第２の液を吐出す
る第２のノズル列とが被液体噴射材の搬送方向と交差する方向に並設されている液体噴射
ヘッドと、前記ノズル形成面を払拭するワイパーを前記ノズル形成面に対して進退可能に
備える払拭装置とを備えた液体噴射装置及び液体噴射ヘッドのノズル形成面の払拭方法に
関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　被液体噴射材の一例である用紙上に反応液となる第１の液を噴射してプレコート層を形
成し、該プレコート層上に被反応液となる第２の液を噴射することで被液体噴射材上で凝
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集物を形成して画質の向上を図ることがインクジェットプリンター等の液体噴射装置で実
施されている。　
　この場合、製品コストや収容スペースの関係で同一の液体噴射ヘッドのノズル形成面に
前記第１の液を吐出する第１のノズル列と、第２の液を吐出する第２のノズル列とが設け
られている。
【０００３】
　この構造は、前記ノズル形成面をワイパー等によって拭き取って液体吐出ノズルの動作
回復を行う時に、該ノズル形成面上で前記第１の液と第２の液が混ざることによって凝集
物が生成される問題がある。この凝集物は液体吐出ノズルからの液体の吐出を妨げ、画質
低下の原因となる。　
　下記の特許文献１には、上記のようにしてノズル形成面上で生成された凝集物がノズル
形成面を傷付けないようにする観点で、ワイドブレードと抑止板とを備える２枚構成のワ
イパーと、ノズル形成面と前記２枚のワイパーによって囲まれた空間に洗浄液を供給する
構造が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－５８３３８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、前記特許文献１に開示されている構造では、ノズル形成面上で反応し生成され
た凝集物を完全に除去できない。そのため、吐出ノズルの正常な動作が前記凝集物によっ
て妨げられる問題がある。
【０００６】
　本発明の目的は、第１の液を吐出する第１のノズル列と、第２の液を吐出する第２のノ
ズル列とが同一のノズル形成面に設けられている液体噴射ヘッドにおいて、該ノズル形成
面をワイパーで払拭する際に、前記第１の液と第２の液が同一のノズル形成面上で混ざる
ことによって生成される凝集物の発生を防止することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の第１の態様に係る液体噴射装置は、ノズル形成面に、第１の液を吐出する第１
のノズル列と、第２の液を吐出する第２のノズル列とが被液体噴射材の搬送方向と交差す
る方向に並設されている液体噴射ヘッドと、前記ノズル形成面を払拭するワイパーを前記
ノズル形成面に対して進退可能に備える払拭装置と、前記ワイパーの進退動作と、該ワイ
パーと前記液体噴射ヘッドの前記交差方向における相対移動動作とを組み合せて実行され
る払拭動作を制御する制御部とを備える液体噴射装置であって、前記制御部は、前記ワイ
パーが前記第１のノズル列と第２のノズル列との間の位置を払拭開始位置として該払拭開
始位置に前記ワイパーを接触させ、前記相対移動の一方向への移動によって該一方向の払
拭を実行し、次いで前記ワイパーを前記払拭開始位置に再度接触させ、前記相対移動の他
方向への移動によって該他方向の払拭を実行するように構成されていることを特徴とする
ものである。
【０００８】
　本態様によれば、液体噴射ヘッドの吐出ノズルの動作を回復させるために行うワイパー
による払拭動作を、ノズル形成面に備えられている第１のノズル列と第２のノズル列の間
の払拭開始位置からスタートして前記相対移動方向における一方向と他方向に向けてそれ
ぞれ行うことになる。従って、前記払拭動作中に前記ワイパーが第１のノズル列と第２の
ノズル列の両方を横切って移動することがないので、第１の液と第２の液がノズル形成面
上で混ざることがない。これによりノズル形成面での凝集物の生成が防止される。
【０００９】
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　ここで、前記ワイパーと前記液体噴射ヘッドの相対移動は、前記ワイパーの前記払拭開
始位置を通る前記液体噴射ヘッドの移動によって行える。
【００１０】
　これにより、前記ワイパーと前記液体噴射ヘッドの相対移動を、既存の液体噴射ヘッド
の移動構造を利用して行うことができるので、ワイパーについては、進退機構（昇降機構
）を設けるだけの簡単な構成によって払拭動作を実行することが可能になる。
【００１１】
　また、前記ワイパーと前記液体噴射ヘッドの相対移動は、ワイパーを前記相対移動の方
向に移動可能に構成し、前記ワイパーの前記払拭開始位置を通る移動によって行える。
【００１２】
　これにより、前記ワイパーと前記液体噴射ヘッドの相対移動を、既存の液体噴射ヘッド
の移動態様を変更することなく、進退可能（昇降可能）なワイパーの前記相対方向への移
動によって払拭動作を実行することが可能になる。
【００１３】
　また、前記ワイパーと前記液体噴射ヘッドの相対移動は、前記ワイパーの払拭開始位置
を通る前記液体噴射ヘッドと前記ワイパー双方の移動によっても行える。
【００１４】
　これにより、前記ワイパーと前記液体噴射ヘッドの相対移動を、既存の液体噴射ヘッド
の移動態様を変更することなく実現することができる。また、前記液体噴射ヘッドの移動
と前記ワイパーの相対移動方向への移動の併用によって行うので、該ワイパーの移動距離
が短くて済む効果が得られる。
【００１５】
　本発明の第２の態様は、前記第１の態様に係る液体噴射装置において、前記制御部は、
前記ワイパーの退避位置から進出して接触位置への移動に合わせて、前記ワイパーと前記
液体噴射ヘッドの前記ワイパーの払拭開始位置への相対移動を実行し、前記ワイパーが前
記ノズル形成面に当接した時の前記相対移動の移動方向によって前記ノズル形成面に当接
した時のワイパー先端部の撓み姿勢を制御するように構成されていることを特徴とするも
のである。
【００１６】
　ワイパーは、静止状態の液体噴射ヘッドのノズル形成面に向って移動（上昇）し、該ノ
ズル形成面に当接して押し付けられると、該ワイパーの先端部はいずれかの方向に曲げら
れる。その際、先端部の曲がる方向が一定しない。その状態で、続く前記相対移動によっ
て前記払拭動作を実行すると、前記曲がり方向と前記払拭動作が適切な組合せでないとき
は、払拭が適切に行えないことになる。　
　しかし本態様によれば、該ワイパーの前記当接位置への移動（移動方向と移動速度）と
、前記ワイパーと液体噴射ヘッドの払拭開始位置への相対移動（移動方向と移動速度）と
のタイミングが取られているので、該ワイパーが前記ノズル形成面に当接した時のワイパ
ー先端の撓み姿勢（曲がり方向）をコントロールすることができる。従って、該ワイパー
先端の撓み姿勢を、前記ワイパーと液体噴射ヘッドの相対移動方向に合わせて適切に調整
することが可能である。
【００１７】
　本発明の第３の態様は、前記第１の態様又は第２の態様に係る液体噴射装置において、
前記ワイパーの先端部は、該先端部が静止状態の前記ノズル形成面に当接したときに、続
く前記相対移動の両方向に一様な接触状態となる撓み変形をするように構成されているこ
とを特徴とするものである。
【００１８】
　本態様によれば、ワイパーの先端部は、該先端部が静止状態の前記ノズル形成面に当接
したときに、続く前記相対移動の両方向に一様な接触状態となる撓み変形をするように構
成されているので、前述した本発明の第２の態様で説明したような制御を実行しなくても
、当該ワイパーの払拭性能が安定して発揮されるようになる。また、ワイパー先端部の構
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成を変更するだけで実現できるから、構成も極めて簡単である。
【００１９】
　本発明の第４の態様は、前記第１の態様から第３の態様のいずれか１つの態様に係る液
体噴射装置において、前記ワイパーの先端部の前記ノズル形成面と対向する部位に凹部が
形成されていることを特徴とするものである。
【００２０】
　本態様によれば、ワイパーが払拭動作時に拭き取った第１の液及び第２の液の一部を、
凹部に受け入れることが可能である。従って、当該ワイパーが払拭動作時に拭き取ること
ができる量が増え、払拭性能が向上する。
【００２１】
　本発明の第５の態様は、前記第１の態様から第４の態様のいずれか１つの態様に係る液
体噴射装置において、前記払拭動作後のワイパーを洗浄する洗浄機構が設けられているこ
とを特徴とするものである。
【００２２】
　本態様によれば、単一のワイパーを繰り返し使用しても前記洗浄機構によって洗浄され
るので、前記ノズル形成面で第１の液と第２の液が混ざる虞が少ない。これにより、前記
ノズル形成面での凝集物の生成を長期間に亘って防止することが可能になる。また、該ワ
イパーの洗浄によって当該ワイパー表面への第１の液と第２の液の固着も防止でき、当該
ワイパーに付着したゴミや塵等の異物も取り除くことができるようになる。
【００２３】
　本発明の第６の態様に係る液体噴射ヘッドのノズル形成面の払拭方法は、液体噴射ヘッ
ドのノズル形成面に設けられている第１のノズル列と第２のノズル列の間に位置する払拭
開始位置に退避状態のワイパーが位置するように該液体噴射ヘッドを相対移動させる第１
移動工程と、前記ノズル形成面の前記払拭開始位置に向けて前記ワイパーを進出させて、
該ワイパーの先端部を前記払拭開始位置に当接させる第１ワイパー当接工程と、前記液体
噴射ヘッドを相対移動方向における一方向に移動させて第１のノズル列の存する側のノズ
ル形成面を接触している前記ワイパーで払拭する第１払拭工程と、前記第１払拭工程後に
前記ワイパーを退避させる第１ワイパー退避工程と、前記ノズル形成面の前記払拭開始位
置に退避状態のワイパーが位置するように該液体噴射ヘッドを相対移動させる第２移動工
程と、前記ノズル形成面の前記払拭開始位置に向けて前記ワイパーを進出させて、該ワイ
パーの先端部を前記払拭開始位置に当接させる第２ワイパー当接工程と、前記液体噴射ヘ
ッドを相対移動方向における他方向に移動させて第２のノズル列の存する側のノズル形成
面を接触している前記ワイパーで払拭する第２払拭工程と、前記第２払拭工程後に前記ワ
イパーを退避させる第２ワイパー退避工程と、を備えていることを特徴とするものである
。
【００２４】
　本態様によれば、前記ワイパーの進出（上昇）、退避（下降）及び前記液体噴射ヘッド
の相対移動に際して、各工程の進行中、当該ワイパーが第１のノズル列と第２のノズル列
の両方を横切って移動することがない。従って、前記ノズル形成面で第１の液と第２の液
が混ざることがなくノズル形成面での凝集物の生成が防止される。また、前記ワイパーは
、払拭動作に際して進出（上昇）して接触位置に位置し、払拭動作を行わない場合には対
比位置に退避しているので、液体噴射ヘッドとの不用意な接触が防止されている。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の実施例１に係る払拭装置を適用した液体噴射装置の内部構造の概略を示
す払拭処理領域周辺の縦断正面図。
【図２】本発明の実施例１に係る払拭装置を適用した液体噴射装置の内部構造の概略を示
す払拭処理領域周辺の平面図。
【図３】本発明に適用できるワイパーの種々の態様（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）（Ｄ）を示す縦断
面図。
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【図４】本発明に適用される洗浄機構の２種の態様（Ａ）（Ｂ）を示す縦断正面図。
【図５】本発明の実施例１に係る払拭装置の動作の流れを段階的に示す模式図。
【図６】本発明の実施例１に係る払拭装置の動作の流れを示すフローチャート。
【図７】本発明の実施例２に係る払拭装置の動作の流れを段階的に示す模式図。
【図８】本発明の実施例２に係る払拭装置の動作の流れを示すフローチャート。
【図９】本発明の実施例３に係る払拭装置の動作の流れを段階的に示す模式図。
【図１０】本発明の実施例３に係る払拭装置の動作の流れを示すフローチャート。
【図１１】本発明の実施例４に係る払拭装置の動作の流れを段階的に示す模式図。
【図１２】本発明の実施例４に係る払拭装置の動作の流れを示すフローチャート。
【図１３】本発明の実施例５に係る払拭装置の動作の流れを段階的に示す模式図。
【図１４】本発明の実施例５に係る払拭装置の動作の流れを示すフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下、図１～図６に示す実施例１と、図７、図８に示す実施例２と、図９、図１０に示
す実施例３と、図１１、図１２に示す実施例４と、図１３、図１４に示す実施例５とを例
にとって、本発明における払拭装置１の構成と、該払拭装置１を適用した本発明に係る液
体噴射装置２の構成と、前記払拭装置１を使用することによって実行される本発明に係る
液体噴射ヘッドのノズル形成面の払拭方法について具体的に説明する。　
　尚、以下の説明では、最初に図１、図２に基づいて、本発明に係る液体噴射装置２の概
略の構成について説明し、次いで本発明に適用される払拭装置１の構成と本発明に係るノ
ズル形成面の払拭方法の構成を前述した実施例１～実施例５の５つの実施例を例にとって
順番に説明して行く。
【００２７】
　図示の液体噴射装置２は、記録装置の一例であるインクジェットプリンター２（液体噴
射装置と同一の符号を使用する）である。このインクジェットプリンター２は、被液体噴
射材（以下、「用紙」ともいう）Ｐの被液体噴射面９上に、第１の液Ｃ１である反応液を
噴射して第１の液層５１Ａとなるプレコート層１１を形成し、該プレコート層１１上に第
２の液Ｃ２である被反応液を噴射することで前記プレコート層１１上で前記第１の液Ｃ１
と第２の液Ｃ２を反応させて凝集物を得て画像１３を形成することができるインクジェッ
トプリンターである。
【００２８】
　具体的には、用紙Ｐを搬送方向Ａ（図２）に向けて搬送する搬送手段３と、第１の液Ｃ
１を吐出する第１のノズル列５Ａと、第２の液Ｃ２を吐出する第２のノズル列５Ｂとが前
記搬送方向Ａと交差する走査方向Ｂに並設された状態で同一のノズル形成面８に設けられ
ている液体噴射ヘッド１５と、前記液体噴射ヘッド１５を搭載して前記走査方向Ｂに往復
移動するキャリッジ１７と、前記第１のノズル列５Ａと第２のノズル列５Ｂを構成してい
る各ノズル７の払拭処理時に使用される払拭装置１と、を備えることによって図示のイン
クジェットプリンター２は基本的に構成されている。
【００２９】
　図２に示すように、搬送手段３は液体噴射実行領域２３及び液体噴射ヘッドの回復処理
領域（以下「払拭処理領域」とも言う）２４の上流位置に設けられる一対のニップローラ
ーによって構成されている搬送用ローラー２５と、前記液体噴射実行領域２３及び払拭処
理領域２４の下流位置に設けられる同じく一対のニップローラーによって構成されている
排出用ローラー２７と、を備えることによって一例として構成されている。　
　尚、前記払拭処理領域２４は、後述する払拭装置１によって実行される液体吐出ノズル
７の払拭処理時に使用される領域で、前記液体噴射実行領域２３の側方に位置するキャリ
ッジ１７のホームポジションないしリターンポジションの領域に設けられている。
【００３０】
　前記液体噴射ヘッド１５には、プレコート層１１を形成するための第１の液Ｃ１を噴射
する第１のノズル列５Ａと、画像１３を形成するための第２の液Ｃ２を噴射する第２のノ
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ズル列５Ｂとが走査方向Ｂに並ぶように同一のノズル形成面８上に並設されている。　
　一例として、図１、図２に示すように、図示の液体噴射ヘッド１５にあっては、中間部
６を挟んで向って左側に第１のノズル列５Ａ、そして向って右側に第２のノズル列５Ｂが
それぞれ配設されている。
【００３１】
　また、前記第１のノズル列５Ａと第２のノズル列５Ｂの境界の幅を持った領域を本明細
書において中間部６と定義しており、該中間部６を始点として後述するように第１のノズ
ル列５Ａ側の払拭と、第２のノズル列５Ｂ側の払拭とが、工程を分けて実施されるように
構成されている。
【００３２】
　キャリッジ１７は、走査方向Ｂに延びるキャリッジガイド軸３７に沿って走査方向Ｂに
往復移動する前記液体噴射ヘッド１５の往復搬送手段である。　
　そして、該キャリッジ１７を往復移動させるための動力は、正逆転可能で単位ステップ
毎の精密な送り制御が可能なモーター３９から受けており、該モーター３９の回転が歯付
きベルト４１を介して前記キャリッジ１７に伝達されるようになっている。
【００３３】
　また、このようにして構成される液体噴射装置２に対して適用される本発明における払
拭装置１は、払拭動作時に前記ノズル形成面８に当接する上昇位置Ｈに移動し、払拭非動
作時に前記ノズル形成面８から離間する下降位置Ｌに移動して退避する昇降可能なワイパ
ー２９と、前記ワイパー２９と前記液体噴射ヘッド１５の走査方向Ｂの相対位置を制御し
、前記ノズル形成面８に備えられている第１のノズル列５Ａと第２のノズル列５Ｂとの中
間部６の存する位置を払拭開始位置Ｓとして、最初に前記ワイパー２９を該払拭開始位置
Ｓに当接させてからワイパー２９の走査方向Ｂの左方ないし右方に相対移動させる制御部
２１と、を備えることによって基本的に構成されている。
【００３４】
　［実施例１］（図１～図６参照）
　また、実施例１に係る払拭装置１Ａにあっては、前記ワイパー２９と前記液体噴射ヘッ
ド１５の走査方向Ｂの相対移動が前記ワイパー２９の払拭開始位置Ｓを通る前記液体噴射
ヘッド１５の走査方向Ｂへの移動によって行われている。　
　前記ワイパー２９は、直接液体噴射ヘッド１５のノズル形成面８に当接して該ノズル形
成面８に付着している第１の液Ｃ１と第２の液Ｃ２を拭き取る払拭動作を実行する部材で
ある。そして、該ワイパー２９は、その先端部３１が静止状態の前記ノズル形成面８に当
接したときに、走査方向Ｂの前記左右の両方向に一様な接触状態となる撓み変形をするよ
うに構成されている。その具体的な一例として、ワイパー２９は撓み変形が可能な合成樹
脂材料等によって形成されており、その先端部３１の、上面が平らで走査方向Ｂの左右に
幅が広い正面視略Ｔ字形状の先端部３１Ａによって一例として構成されている。　
　因みに、前記先端部３１Ａの正面視略Ｔ字形状は、ワイパー２９が上昇して前記ノズル
形成面８に当接した時、走査方向Ｂの前記左右の両方向に一様な接触状態となる撓み変形
を実現する。
【００３５】
　また、前記ワイパー２９の先端部３１は、形状の違う種々のタイプが採用でき、前述し
た正面視略Ｔ字形状の図３（Ａ）に示す先端部３１Ａの他、図３（Ｂ）に示すようにワイ
パー２９の他の部位の厚みと同じ厚さの板状の先端部３１Ｂであってもよいし、図３（Ｃ
）に示すように払拭動作時に拭き取った第１の液Ｃ１ないし第２の液Ｃ２の一部を受ける
凹部３３が形成された先端部３１Ｃとすることも可能である。　
　また、前記図３（Ｃ）に示す凹部３３の底部にワイパー２９の一例として走査方向Ｂ側
の一方の面につながる排液（インク）用の連通路３５を更に設けた図３（Ｄ）に示すよう
な構造の先端部３１Ｄを採用することも可能である。
【００３６】
　本実施例の制御部２１Ａは、ワイパー２９の上下方向への移動の制御と、液体噴射ヘッ
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ド１５の走査方向Ｂへの移動の制御を行っている。　
　具体的には、図５に示す模式図及び図６に示すフローチャートに示す動作の流れで本実
施例に係る払拭装置１Ａによるノズル７の回復処理（払拭処理）が実行されている。尚、
具体的な制御の流れについては、次に述べる本発明に係る液体噴射ヘッドのノズル形成面
の払拭方法の説明の中で併せて説明する。
【００３７】
　そして、このような構成の本実施例に係る払拭装置１Ａを使用することによって実行さ
れる本発明に係るノズル形成面の払拭方法は、（１）第１移動工程と、（２）第１ワイパ
ー当接工程と、（３）第１払拭工程と、（４）第１ワイパー退避工程と、（５）第２移動
工程と、（６）第２ワイパー当接工程と、（７）第２払拭工程と、（８）第２ワイパー退
避工程と、を備えることによって基本的に構成されている。
【００３８】
（１）第１移動工程（図５（Ａ）（Ｂ）、図６参照）
　第１移動工程は、液体噴射ヘッド１５のノズル形成面８に備えられている第１のノズル
列５Ａと第２のノズル列５Ｂの中間部６が存する位置がワイパー２９の払拭開始位置Ｓに
来るように液体噴射ヘッド１５を走査方向Ｂに移動させる工程である。　
　即ち、払拭装置１によるノズル７の払拭処理の実行が指令されると、制御部２１から液
体噴射ヘッド１５を移動させるモーター３９に信号が送られて図６中のステップＳ１で液
体噴射実行領域２３に存していた液体噴射ヘッド１５が払拭開始位置Ｓに向けて左方に移
動する（図５（Ａ）（Ｂ）参照）。
【００３９】
（２）第１ワイパー当接工程（図５（Ｃ）、図６参照）
　第１ワイパー当接工程は、前記払拭開始位置Ｓに来た液体噴射ヘッド１５のノズル形成
面８に向けて、下降位置Ｌで退避していたワイパー２９を上昇させてワイパー２９の先端
部３１を前記ノズル形成面８の中間部６の存する前記払拭開始位置Ｓに当接させる工程で
ある、　
　即ち、液体噴射ヘッド１５が前記払拭開始位置Ｓに至ると、図６中のステップＳ２に移
行してワイパー２９を上昇位置Ｈに移動させる（図５（Ｃ）参照）。
 
【００４０】
（３）第１払拭工程（図５（Ｄ）（Ｅ）、図６参照）
　第１払拭工程は、前記液体噴射ヘッド１５を、走査方向Ｂの左方ないし右方に移動させ
て第２のノズル列５Ｂの存する側のノズル形成面８を拭き取る工程である。　
　即ち、ワイパー２９が上昇位置Ｈに達すると、図６中のステップＳ３に移行して、液体
噴射ヘッド１５を第２のノズル列５Ｂを拭き取る方向（本実施例の場合には左方）に移動
させる（図５（Ｄ）参照）。次に、図６中のステップＳ４で第２のノズル列５Ｂの拭き取
りが終了したかどうかの判断が行われて終了していない場合には、前記ステップＳ３に戻
って液体噴射ヘッド１５の移動が継続される。　
　一方、第２のノズル列５Ｂの拭き取りが終了している場合には、ステップＳ５に移行し
て液体噴射ヘッド１５を回復処理領域２４の左端位置で停止させる（図５（Ｅ）参照）。
【００４１】
（４）第１ワイパー退避工程（図５（Ｆ）、図６参照）
　第１ワイパー退避工程は、前記第２のノズル列５Ｂの拭き取りに伴って上昇位置Ｈに移
動していたワイパー２９を下降させて下降位置Ｌに退避させる工程である。　
　即ち、液体噴射ヘッド１５が回復処理領域２４の左端位置で停止したら、図６中のステ
ップＳ６に移行してワイパー２９を下降させて下降位置Ｌに退避させる（図５（Ｆ）参照
）。
【００４２】
（５）第２移動工程（図５（Ｇ）、図６参照）
　第２移動工程は、前記中間部６が存する位置がワイパー２９の払拭開始位置Ｓに来るよ
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うに液体噴射ヘッド１５を移動させる工程である。　
　即ち、前記ワイパー２９が下降位置Ｌに至ると、図６中のステップＳ７に移行して液体
噴射ヘッド１５を回復処理領域２４の左端位置から払拭開始位置Ｓに向けて右方に移動さ
せる（図５（Ｇ）参照）。
【００４３】
（６）第２ワイパー当接工程（図５（Ｈ）、図６参照）
　第２ワイパー当接工程は、前記払拭開始位置Ｓに来た液体噴射ヘッド１５のノズル形成
面８に向けて、下降位置Ｌで退避していたワイパー２９を上昇させてワイパー２９の先端
部３１を前記ノズル形成面８の中間部６の存する位置に当接させる工程である。　
　即ち、液体噴射ヘッド１５が前記払拭開始位置Ｓに至ると、図６中のステップ８に移行
してワイパー２９を上昇位置Ｈに移動させる（図５（Ｈ）参照）。
【００４４】
（７）第２払拭工程（図５（Ｉ）（Ｊ）、図６参照）
　第２払拭工程は、前記液体噴射ヘッド１５を、走査方向Ｂの右方ないし左方に移動させ
て第１のノズル列５Ａの存する側のノズル形成面８を拭き取る工程である。　
　即ち、ワイパー２９が上昇位置Ｈに達すると、図６中のステップＳ９に移行して液体噴
射ヘッド１５を第１のノズル列５Ａを拭き取る方向（本実施例の場合には右方）に移動さ
せる（図５（Ｉ）参照）。次に、図６中のステップ１０で第１のノズル列５Ａの拭き取り
が終了したかどうかの判断が行われて終了していない場合には、前記ステップＳ９に戻っ
て液体噴射ヘッド１５の移動が継続される。　
　一方、第１のノズル列５Ａの拭き取りが終了している場合には、ステップＳ１１に移行
して液体噴射ヘッド１５を回復処理領域２４の右端位置で停止させる（図５（Ｊ）参照）
。
【００４５】
（８）第２ワイパー退避工程（図５（Ｋ）、図６参照）
　第２ワイパー退避工程は、前記第１のノズル列５Ａの拭き取りに伴って上昇位置に移動
していたワイパー２９を下降させて下降位置で退避させる工程である。　
　即ち、液体噴射ヘッド１５が回復処理領域２４の右端位置で停止したら、図６中のステ
ップＳ１２に移行してワイパー２９を下降させて下降位置Ｌに退避させてノズル７の次の
払拭処理に備える。また、液体噴射ヘッド１５は、回復処理領域２４から液体噴射実行領
域２３に移動して、液体噴射実行動作を再開する（図５（Ｋ）参照）。
【００４６】
　この他、前記（３）の第１払拭工程の後と、前記（７）の第２払拭工程の後に払拭動作
後のワイパー２９を洗浄して次の使用に備える洗浄工程を設けることも可能である。　
　この場合、前記洗浄工程では、図４（Ａ）（Ｂ）に示すような洗浄機構５３が一例とし
て適用できる。このうち図４（Ａ）に示す洗浄機構５３Ａは、ワイパー２９の下降位置Ｌ
にワイパー２９の先端部３１における先端面３１ａに作用する舌片部５７と、前記先端部
３１の側周面３１ｂに作用する筒状部５９と、を一体に備える吸液性を有する拭き取り部
材５５を配置し、更に、前記拭き取り部材５５の周囲に洗浄液６１が入った液槽６３を配
設することによって構成されている。
【００４７】
　即ち、当該図４（Ａ）に示す洗浄機構５３Ａの場合には、ワイパー２９が上昇ないし下
降する際にワイパー２９の先端部３１における先端面３１ａと側周面３１ｂが前記拭き取
り部材５５の舌片部５７と筒上部５９に摺接することによって、ワイパー２９の先端部３
１に付着している第１の液Ｃ１ないし第２の液Ｃ２の拭き取りが実行される。　
　また、前記拭き取り部材５５の下部は図示のように洗浄液６１に浸っているため、該洗
浄液６１が吸い上げられて拭き取り部材５５の全体に行き渡っているから洗浄液６１によ
る洗浄作用も期待できる。
【００４８】
　一方、図４（Ｂ）に示す洗浄機構５３Ｂは、液体噴射ヘッド１５の走査経路上に同じく
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走査方向Ｂに往復移動可能な洗浄ヘッド６５を設け、該洗浄ヘッド６５に対して洗浄液６
１を吐出する洗浄液ノズル６７と、エア６９を噴射するエアノズル７１とを配設した構造
をとっている。　
　即ち、当該図４（Ｂ）に示す洗浄機構５３Ｂの場合には、ワイパー２９の存する払拭開
始位置Ｓに液体噴射ヘッド１５が位置していないタイミングで前記洗浄ヘッド６５を前記
払拭開始位置Ｓに移動させる。そして、前記洗浄液ノズル６７から吐出される洗浄液６１
によってワイパー２９を洗浄し、前記エアノズル７１から噴射されるエア６９によって洗
浄したワイパー２９の表面を乾かしたり、ワイパー２９に付着している異物を吹き落とす
ようになっている。
【００４９】
　そして、このようにして構成される実施例１に係る払拭装置１Ａ及び該払拭装置１Ａを
使用することによって実行される本発明に係るノズル形成面の払拭方法によれば、前記第
１の液Ｃ１と第２の液Ｃ２が同一のノズル形成面８上で混ざることによって生成される凝
集物の発生を効果的に防止してノズルの動作回復を図ることができる。従って、液体噴射
ヘッド１５の性能を良好に保って液体噴射実行品質を高めることが可能になる。
【００５０】
　［実施例２］（図７、図８参照）
　実施例２に係る払拭装置１Ｂは、前記実施例１に係る払拭装置１Ａと同様の構造を有し
ており、前記ワイパー２９と前記液体噴射ヘッド１５の走査方向Ｂの相対移動が前記ワイ
パー２９に払拭開始位置Ｓを通る前記液体噴射ヘッド１５の走査方向Ｂへの移動によって
行われている点でも前記実施例と同様の構成を有している。
【００５１】
　但し、ワイパー２９が図３（Ｂ）の構造のものであること、及びワイパー２９と液体噴
射ヘッド１５の制御の仕方が幾分、前記実施例１のものと異なっている。即ち、本実施例
では前記ワイパー２９の下降位置Ｌから上昇位置Ｈへの移動に合わせて前記ワイパー２９
と前記液体噴射ヘッド１５の前記ワイパー２９の払拭開始位置Ｓへの相対移動を実行し、
前記ワイパー２９に前記ノズル形成面８が当接した時の前記液体噴射ヘッド１５の移動方
向によって、前記ノズル形成面８に当接した時のワイパー２９における先端部３１の撓み
姿勢、即ち先端部３１が曲がる方向を制御している。
【００５２】
　具体的には、図８中のステップＳ１で液体噴射ヘッド１５を払拭開始位置Ｓへ向けて左
方に移動させると同時にワイパー２９を上昇位置Ｈに移動させる（図７（Ａ）（Ｂ）、図
８参照）。この場合、ワイパー２９の先端部３１がノズル形成面８に当接したときに、前
記液体噴射ヘッド１５の左方への移動によってワイパー２９の先端部３１には図示のよう
に該先端部３１が左方に曲がる撓み姿勢が付与される（図７（Ｂ）参照）。　
　次に、図６中のステップＳ３～Ｓ６と同様の図８中のステップＳ２～Ｓ５が実行されて
（図７（Ｃ）（Ｄ）（Ｅ）参照）、図８中のステップＳ６に移行する。
【００５３】
　図８中のステップＳ６では、液体噴射ヘッド１５を払拭開始位置Ｓに向けて右方に移動
させると同時にワイパー２９を上昇位置Ｈに移動させる（図７（Ｆ）参照）。この場合、
ワイパー２９の先端部３１がノズル形成面８に当接したときに、前記液体噴射ヘッド１５
の右方への移動によってワイパー２９の先端部３１には図示のように該先端部３１が右方
に曲がる前記図７（Ｂ）と逆の撓み姿勢が付与される（図７（Ｆ）参照）。　
　次に、図６中のステップＳ９～Ｓ１２と同様の図８中のステップＳ７～Ｓ１０が実行さ
れて（図７（Ｇ）（Ｈ）（Ｉ））、一連のノズル７の払拭処理は終了する。
【００５４】
　そして、このような制御を行う実施例２に係る払拭装置１Ｂによっても、前記実施例１
と同様の作用、効果が発揮され、更に本実施例の特有の作用、効果としてワイパー２９の
上昇と液体噴射ヘッド１５の走査方向Ｂへの移動をタイミングを合わせて同時に実行する
ことによって工程の短縮と、ワイパー２９の先端部３１の形状に因らないワイパー２９の



(11) JP 5668918 B2 2015.2.12

10

20

30

40

50

先端部３１における撓み姿勢の制御（曲がり方向の制御）とが可能になる。
【００５５】
　［実施例３］（図９、図１０参照）
　実施例３に係る払拭装置１Ｃは、前記実施例１に係る払拭装置１Ａと同様の構造を有し
ている。但し、前記ワイパー２９と前記液体噴射ヘッド１５の走査方向Ｂの相対移動が前
記ワイパー２９の払拭開始位置Ｓを通る前記ワイパー２９の走査方向Ｂへの移動によって
行われている点で前記実施例１と相違している。
【００５６】
　即ち、本実施例では、前記実施例１が前記液体噴射ヘッド１５を走査方向Ｂに移動させ
ることでノズル列５Ａ、５Ｂの個別の払拭動作を行っていたのに代えて前記ワイパー２９
を走査方向Ｂに移動させることで同様のノズル列５Ａ、５Ｂの個別の払拭動作を行ってい
る。
【００５７】
　具体的には、図１０中のステップＳ１で液体噴射ヘッド１５を払拭開始位置Ｓへ向けて
左方に移動させると同時にワイパー２９を払拭開始位置Ｓに移動させる（図９（Ａ）（Ｂ
）参照）。　
　次に、図１０中のステップＳ２に移行してワイパー２９を上昇位置Ｈに移動させてワイ
パー２９をノズル形成面８の払拭開始位置Ｓに接触させる（図９（Ｃ）参照）。
【００５８】
　次に、図１０中のステップＳ３に移行してワイパー２９を第２のノズル列５Ｂを拭き取
る方向である右方に移動させる（図９（Ｄ）参照）。
【００５９】
　次に、図１０中のステップＳ４に移行して第２のノズル列５Ｂの拭き取りが終了したか
どうかの判断が行われ、終了していない場合には、図１０中のステップＳ４に戻り、終了
している場合には、図１０中のステップＳ５に移行してワイパー２９を回復処理領域２４
の右端位置で停止させる（図９（Ｅ）参照）。　
　次に、図１０中のステップＳ６に移行して、ワイパー２９を下降位置Ｌに退避させて（
図９（Ｆ）参照）、更に、図１０中のステップＳ７に移行して、ワイパー２９を回復処理
領域２４の右端位置から払拭開始位置Ｓのある左方に移動させる（図９（Ｇ）参照）。
【００６０】
　次に、図１０中のステップＳ８に移行してワイパー２９を上昇位置Ｈに移動させて払拭
開始位置Ｓに接触させる（図９（Ｈ）参照）。更に、図１０中のステップＳ９に移行して
、ワイパー２９を第１のノズル列５Ａを拭き取る方向である左方に移動させる（図９（Ｉ
）参照）。　
　次に、図１０中のステップＳ１０に移行して第１のノズル列５Ａの拭き取りが終了した
かどうかの判断が行われ、終了していないと判断された場合には図１０中のステップＳ９
に戻り、終了していると判断された場合には図１０中のステップＳ１１に移行してワイパ
ー２９を回収処理領域２４の左端位置で停止させる（図９（Ｊ）参照）。　
　更に、図１０のステップＳ１２に移行し、ワイパー２９を下降位置Ｌに退避させる（図
９（Ｋ）参照）。
【００６１】
　そして、このような制御を行う実施例３に係る払拭装置１Ｃによっても、前記実施例１
と同様の作用、効果が発揮され、更に本実施例の特有の作用、効果として既存の液体噴射
ヘッド１５の移動態様を変更することなく、払拭動作を実行することが可能になる。
【００６２】
［実施例４］（図１１、図１２参照）
　実施例４に係る払拭装置１Ｄは、前記実施例１に係る払拭装置１Ａと同様の構造を有し
ている。但し、ワイパー２９が図３（Ｂ）の構造のものであること、及び前記ワイパー２
９と前記液体噴射ヘッド１５の走査方向Ｂの相対移動が前記実施例３に係る払拭装置１Ｃ
と同様、前記ワイパー２９の走査方向Ｂへの移動によって行われている点で前記実施例１
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と相違している。
【００６３】
　また、ワイパー２９と液体噴射ヘッド１５の制御の仕方が幾分、前記実施例３のものと
異なっており、前記実施例２に係る払拭装置１Ｂと同様、ワイパー２９の上昇位置Ｈへの
移動に合わせてワイパー２９と液体噴射ヘッド１５の払拭開始位置Ｓへの相対移動を実行
し、ワイパー２９がノズル形成面８に当接した時のワイパー２９の移動方向によって、ノ
ズル形成面８に当接した時のワイパー２９の先端部３１における撓み姿勢（曲がり方向）
を制御している。
【００６４】
　具体的には、図１２中のステップＳ１で液体噴射ヘッド１５を払拭開始位置Ｓのある左
方に移動させると同時にワイパー２９を払拭開始位置Ｓのある右方に移動させながら上昇
位置Ｈに移動させる（図１１（Ａ）（Ｂ）参照）。この場合、ワイパー２９の先端部３１
がノズル形成面８に当接したときに、前記ワイパー２９の右方への移動及び液体噴射ヘッ
ド１５の左方向への移動のいずれか一方又は双方によって該ワイパー２９の先端部３１に
は図示のように該先端部３１が左方に曲がる撓み姿勢が付与される（図１１（Ｂ）参照）
。　
　次に、図１０中のステップＳ３～Ｓ６と同様の図１２中のステップＳ２～Ｓ５が実行さ
れて（図１１（Ｃ）（Ｄ）（Ｅ）参照）、図１２中のステップＳ６に移行する。
【００６５】
　図１２中のステップＳ６では、ワイパー２９を回復処理領域２４の右端位置から払拭開
始位置Ｓのある左方に移動させながら上昇位置Ｈに移動させる（図１１（Ｆ）参照）。こ
の場合、ワイパー２９の先端部３１がノズル形成面８に当接したときに、前記ワイパー２
９の左方への移動によって該ワイパー２９の先端部３１には図示のように該先端部３１が
右方に曲がる前記図１１（Ｂ）と逆の撓み姿勢が付与される（図１１（Ｆ）参照）。　
　次に、図１０中のステップＳ９～Ｓ１２と同様の図１２中のステップＳ７～Ｓ１０が実
行されて（図１１（Ｇ）（Ｈ）（Ｉ））、一連のノズル７の払拭処理は終了する。
【００６６】
　そして、このような制御を行う実施例４に係る払拭装置１Ｄによっても、前記実施例１
と同様の作用、効果が発揮され、更に本実施例の特有の作用、効果としてワイパー２９の
上昇及び走査方向Ｂへの移動をタイミングを合わせて同時に実行することによって工程の
短縮と、ワイパー２９の先端部３１の形状に因らないワイパー２９の先端部３１における
撓み姿勢（曲がり方向）の制御とが可能になる。
【００６７】
　［実施例５］（図１３、図１４参照）
　実施例５に係る払拭装置１Ｅは、前記実施例１に係る払拭装置１Ａと同様の構造を有し
ている。但し、前記ワイパー２９と前記液体噴射ヘッド１５の走査方向Ｂの相対移動がこ
れら双方の移動によって行われている点で前記実施例１と相違している。
【００６８】
　これに伴って、ワイパー２９と液体噴射ヘッド１５の制御の仕方が幾分、前記実施例４
のものと異なっている。
【００６９】
　具体的には、図１４中のステップＳ１で液体噴射ヘッド１５を払拭開始位置Ｓのある左
方に移動させると同時にワイパー２９を上昇位置Ｈに移動させる（図１３（Ａ）（Ｂ）参
照）。この場合も前記実施例２と同様、ワイパー２９の先端部３１には図示のように該先
端部３１が左方に曲がる撓み姿勢が付与される（図１３（Ｂ）参照）。　
　次に、図１２中のステップＳ２～Ｓ６と同様の図１４中のステップＳ２～Ｓ６が実行さ
れて（図１３（Ｃ）（Ｄ）（Ｅ）（Ｆ）参照）、図１４中のステップＳ７に移行する。
【００７０】
　また、図１４中のステップＳ７では、液体噴射ヘッド１５を第１のノズル列５Ａを拭き
取る方向である右方に移動させる（図１３（Ｇ）参照）。次に、図１４中のステップＳ８
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に移行して第１のノズル列５Ａの拭き取りが終了したかどうかの判断が行われて、終了し
ていない場合には、図１４中のステップＳ７に戻り、終了している場合には図１４中のス
テップＳ９に移行して液体噴射ヘッド１５を回復処理領域２４の右端位置で停止させる（
図１３（Ｈ）参照）。　
　更に、図１４中のステップＳ１０に移行して、ワイパー２９を下降させて下降位置Ｌに
退避させ、次のノズル７の払拭処理を待つ。
【００７１】
　そして、このような制御を行う実施例５に係る払拭装置１Ｅによっても、前記実施例１
と同様の作用、効果が発揮され、更に本実施例の場合には、前記第４の実施例のワイパー
２９における走査方向Ｂの移動ストロークが短くなるから、ノズル７の払拭処理がより円
滑になって、効率の良いノズル７の払拭処理が実行できるようになる。
【００７２】
　［他の実施例］
　本発明に係る払拭装置１、該払拭装置１を適用した液体噴射装置２及び前記払拭装置１
を使用することによって実行されるノズル回復方法は、以上述べたような構成を有するこ
とを基本とするものであるが、本願発明の要旨を逸脱しない範囲内の部分的構成の変更や
省略等を行うことも勿論可能である。
【００７３】
　例えば、前記ワイパー２９は、１種類のみ設ける他、前記第１のノズル列５Ａが備えら
れているノズル形成面８を拭き取る第１のワイパーと、前記第２のノズル列５Ｂが備えら
れているノズル形成面８を拭き取る第２のワイパーとが、互いに前記相対移動の方向に離
間して別に設けられる構成であってもよい。　
　この構成にすると、第１のノズル列５Ａ部分には第１のワイパーだけが接触し、第２の
ノズル列５Ｂ部分には第２のワイパーだけが接触するので、払拭の際に第１の液と第２の
液がノズル形成面で混ざる虞が無いという効果が得られる。
【００７４】
　また、前記実施例１の説明の中で述べた図３に示すワイパー２９の種々の先端部３１を
実施例２～実施例５に適用することも可能であり、同じく前記実施例１の説明の中で述べ
た図４に示す洗浄機構５３を実施例２～実施例５に適用することも可能である。　
　また、前記ワイパー２９の先端部３１は、図３に示すものに限らず、同様の作用、効果
を奏する他の形状ないし構造の先端部３１であってもよい。同様に洗浄機構５３としても
図４に示すものに限らず、同様の作用、効果を奏する他の機構を採用することが可能であ
る。
【００７５】
　この他、本発明の払拭装置１が適用される液体噴射装置２は、前述したようなインクジ
ェットプリンター２に限らず、反応する２液を吐出するノズル列５が走査方向Ｂに並設さ
れている種々のタイプの液体噴射装置２に適用可能である。
【符号の説明】
【００７６】
　１　払拭装置、２　インクジェットプリンター（液体噴射装置）、３　搬送手段、
５　ノズル列、６　中間部、７　ノズル、８　ノズル形成面、９　被液体噴射面、
１１　プレコート層、１３　画像、１５　液体噴射ヘッド、１７　キャリッジ、
２１　制御部、２３　液体噴射実行領域、２４　回復処理領域（払拭処理領域）、
２５　搬送用ローラー、２７　排出用ローラー、２９　ワイパー、３１　先端部、
３１ａ　先端面、３１ｂ　側周面、３３　凹部、３５　連通路、
３７　キャリッジガイド軸、３９　モーター、４１　歯付きベルト、
５１　液（インク）層、５３　洗浄機構、５５　拭き取り部材、５７　舌片部、
５９　筒状部、６１　洗浄液、６３　液槽、６５　洗浄ヘッド、６７　洗浄液ノズル、
６９　エア、７１　エアノズル、      Ｐ　用紙（被液体噴射材）、Ａ　搬送方向、
Ｂ　走査方向、Ｃ　液（インク）、Ｈ　上昇位置、Ｌ　下降位置、
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Ｓ　払拭開始位置

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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